
CASE STUDIES
当社の LCOS-SLMは、世界中の大学や研究機関で導入されています。

APPLICATIONS
LCOS-SLMは、光の振幅、位相、偏光などを制御できるデバイスです。様々な分野で利用されています。
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ホログラムディスプレイ開発電磁相互作用波面補正
2次元位相ホログラムマイクロ・ナノ加工実験

我々の研究室ではフォムト
レーザービームの調整、波
面補正及びマイクロ・ナノ加
工の応用分野で空間光変調
器 SLM-200 を利用していま
す。マイクロ・ナノ加工実験
では SLM-200 が備えるAPI
がレーザーを動的制御でき
ます。

我々の研究室では量子情報
と集積フォトニクスの応用
分野で、大規模でダイナ
ミックな光学ビームアレイ
の生成に空間光変調器
SLM-200を利用しています。
実験では波面補正データを
API 経由で SLMに適用し、
理想的な2次元位相ホログ
ラムを生成しています。

santec の SLM-200 は当研
究室の工学設計における波
面制御に多大な自由度をも
たらしてくれます。
SLMで空間位相制御された
レーザー光は物質中の電磁
相互作用の研究に貢献しま
す。santec の SLMには多
数の波長選択オプションが
あるので実験を最適化する
のにも役立ちます。

SLM-200 をホログラムディ
スプレイ開発の干渉実験で
利用しています。SLMを用
いた演算処理により 2次元
の位相ホログラムを基に 3
次元のイメージ像を形成で
きます。samtec の SLMは
10bit(1024 階調 ) で位相ホ
ログラムを形成できるの
で、我々が目指す広いダイ
ナミックレンジのディスプ
レイ実現に不可欠なツール
です。
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SLM SERIES
365-1600 nmの波長範囲で製品をご用意。使用される光源に対応した製品をご選択いただくことが可能です。

FEATURES
高位相分解能、低フリッカーが特徴の LCOS モジュール。

世界最高水準の位相安定性
 0.002π以下

高い位相分解能
10-bit (1024階調 )

LCOS モジュールを
駆動させるコント
ローラは入念に設
計されており揺ら
ぎは極めて小さく
なっています。　

高い位相分解能により、
より高精度な位相変調が
可能です。
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ハイパワー
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レーザ加工用
500W耐光
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ハイスピード
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ハイパワー
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